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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年9月20日(2018.9.20)

【公表番号】特表2017-527115(P2017-527115A)
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【年通号数】公開・登録公報2017-035
【出願番号】特願2017-507985(P2017-507985)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/458    (2006.01)
   Ｈ０２Ｎ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/68     　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ   21/205    　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/458    　　　　
   Ｈ０２Ｎ   13/00     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月8日(2018.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持ステムに結合され、基板支持面を有するチャック本体であって、体積抵抗率の値が
、２５０℃～７００℃の範囲の温度で１×１０７Ω・ｃｍ～１×１０１５Ω・ｃｍである
、チャック本体と、
　前記チャック本体に埋め込まれ、電源に接続されている電極と
を備える静電チャック。
【請求項２】
　前記チャック本体は、熱伝導率の値が６０Ｗ／ｍ・Ｋ～１９０Ｗ／ｍ・Ｋの間である、
請求項１に記載の静電チャック。
【請求項３】
　前記チャック本体の前記基板支持面は、
　各々が０．０５ｍｍ～５ｍｍの長さと０．０５ｍｍ～５ｍｍの幅を有する複数の正方形
の突起部を更に含む、請求項１に記載の静電チャック。
【請求項４】
　前記チャック本体は、比誘電率が８～１０である窒化アルミニウム（ＡｌＮ）を含む、
請求項１に記載の静電チャック。
【請求項５】
　前記チャック本体は、窒化アルミニウムから成り、以下の元素、Ｓｉ、Ｆｅ、Ｃａ、Ｍ
ｇ、Ｋ、Ｎａ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ及びＹを含む、請求項１に記載の静電チャ
ック。
【請求項６】
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　前記チャック本体は、窒化アルミニウムから成り、少なくともＳｉ、Ｆｅ、Ｃａ、及び
Ｙを含み、Ｓｉの含有量は３ｐｐｍ～４８ｐｐｍであり、Ｆｅの含有量は２ｐｐｍ～１６
ｐｐｍであり、Ｃａの含有量は５～２２５であり、Ｙの含有量は０．０１ｐｐｍ～８０５
ｐｐｍである、請求項１に記載の静電チャック。
【請求項７】
　前記チャック本体は、Ｎａ及びＣｒを更に含み、Ｎａの含有量は０．０１ｐｐｍ～５．
４ｐｐｍであり、Ｃｒの含有量は０．０１ｐｐｍ～３ｐｐｍである、請求項６に記載の静
電チャック。
【請求項８】
　前記チャック本体は、Ｍｇ、Ｋ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｃｕ及びＺｎを更に含み、Ｍｇ、Ｋ、Ｍ
ｎ、Ｎｉ、Ｃｕ及びＺｎの各々の含有量は、１ｐｐｍ未満である、請求項６に記載の静電
チャック。
【請求項９】
　前記基板支持面が、酸化イットリウム、イットリウム・アルミニウム・ガーネット、又
は酸化アルミニウムシリコンマグネシウムイットリウムでコーティングされている、請求
項１に記載の静電チャック。
【請求項１０】
　前記チャック本体の周縁部及び底面が、誘電体材料又はセラミック材料で作られた絶縁
層でコーティングされている、請求項１に記載の静電チャック。
【請求項１１】
　前記チャック本体の周縁部が、誘電体材料又はセラミック材料で作られた誘電体リング
によって覆われている、請求項１に記載の静電チャック。
【請求項１２】
　支持ステムに結合され、基板支持面を有するチャック本体であって、体積抵抗率の値が
、２５０℃～７００℃の温度で１×１０７Ω・ｃｍ～１×１０１５Ω・ｃｍであり、熱伝
導率の値が、６０Ｗ／ｍ・Ｋ～１９０Ｗ／ｍ・Ｋであり、少なくともＳｉ、Ｆｅ、Ｃａ、
及びＹを含む窒化アルミニウムから成る、チャック本体
を備え、Ｓｉの含有量は３ｐｐｍ～４８ｐｐｍであり、Ｆｅの含有量は２ｐｐｍ～１６ｐ
ｐｍであり、Ｃａの含有量は５～２２５であり、Ｙの含有量は０．０１ｐｐｍ～８０５ｐ
ｐｍである、静電チャック。
【請求項１３】
　基板支持面を有する窒化アルミニウム本体であって、体積抵抗率の値が、４５０℃～６
５０℃の温度で１×１０９Ω・ｃｍ～１×１０１２Ω・ｃｍであり、少なくとも前記基板
支持面の周縁部が絶縁層でコーティングされている、窒化アルミニウム本体
を備える、静電チャック。
【請求項１４】
　前記窒化アルミニウム本体は、熱伝導率の値が１７０Ｗ／ｍ・Ｋである、請求項１３に
記載の静電チャック。
【請求項１５】
　前記窒化アルミニウム本体は、少なくともＳｉ、Ｆｅ、Ｃａ、及びＹを含む、請求項１
３に記載の静電チャック。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　幾つかの実施形態では、静電チャック１２８上に固定された基板の特性が、プラズマプ
ロセス中にモニタされてもよい。幾つかの実施形態では、静電チャック１２８上に固定さ
れた基板の平坦度が、プラズマプロセス中にモニタされてもよい。一実施形態では、静電
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チャック１２８上に固定された基板の平坦度は、基板がその上に固定された静電チャック
１２８の特性を測定することによって、モニタすることができる。静電チャック１２８の
特性は、面板１４６に接続されたセンサ１７４によって測定することができる。センサ１
７４は、面板１４６とインピーダンス整合回路１７３との間に接続されたＶＩプローブで
あってもよい。幾つかの実施形態において、面板１４６と電極１２３との間の静電容量は
、面板１４６と電極１２３との間に配置された基板１２１の平坦度によってもたらされる
ので、センサ１７４は、面板１４６と電極１２３との間の静電容量を測定するように構成
することができる。静電チャック１２８などの静電チャックは、その上に配置された基板
の平坦度が下がる場合、容量性リアクタンスが増加し得る。基板が平坦でなく、例えばプ
ラズマの熱で変形した場合、基板と静電チャック１２８との間の空隙の不均一な分布が存
在する。したがって、静電チャック内の基板の平坦度の変動は、静電チャックの虚数イン
ピーダンスの変動によって測定され得るプラズマリアクタの静電容量の変動をもたらす。
そのような場合、センサ１７４は、面板１４６と電極１２３によって形成されるコンデン
サの電圧および電流を測定することによって、静電チャック１２８のインピーダンスを測
定し、それによって、その上に固定された基板の平坦度をモニタするように構成されても
よい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　ヒータ２８８は、動作温度ならびに本体２２８の上面２０２および基板１２１にわたる
その均一性を制御するために、任意の所定のパターンで配置することができる。例えば、
ヒータ２８８は、本体２２８の上面２０２にわたって単一の加熱ゾーンまたは複数の独立
して、方位的に制御可能な加熱ゾーンを提供するように配置されてもよい。ヒータ２８８
の位置およびレイアウトは、動作温度およびチャック表面にわたる温度分布、または温度
プロファイルに直接影響を及ぼす。このような温度プロファイルは、ある期間にわたって
実質的に一貫していてもよいし、ヒータ素子の各々への電力を動的に調整することによっ
て、異なるが有効なものに変更されてもよい。本体２２８内に埋め込まれたインシトゥ温
度センサに基づく閉ループ温度制御を使用して、正確な動作温度および本体２２８と基板
表面にわたる温度勾配を維持することができる。チャック機能と組み合わせた１つ、２つ
、３つ、４つまたはそれ以上のゾーンヒータなどの異なるヒータゾーン構成が、プロセス
要求に応じて可能であると考えられる。ヒータ２２８の位置およびレイアウトならびに膜
堆積中の動作温度は、膜の厚さ、均一性、応力、誘電率または屈折率などを制御するため
に、当業者によって操作することができる。
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